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Abstract (en)
[origin: WO02079740A1] Ein kapazitives Mikrosystem (17) kann als Ersatz für heute gebräuchliche Dehnungs-Messstreifen eingesetzt werden. Es
ergeben sich wesentliche Vorteile hinsichtlich der Handhabung, der Überlastsicherheit und der Lastwechselzahl. Der Einsatz derartiger kapazitiver
Mikrosysteme kann zur Erfassung von Verformungen und zur Berechnung von Kräften, Drehmomenten u.ä. benutzt werden. Insbesondere kann das
Gewicht von Fahrzeugsitzen ermittelt werden, um beispielsweise Auslösedaten für einen Airbag zu liefern.
[origin: WO02079740A1] The invention relates to a capacitive microsystem (17), which can be used to replace conventional strain gauges used
currently. The microsystem has substantial advantages with regard to handling, overload stability and endurance. Capacitive microsystems of this
type can be used to record deformations and to calculate forces, torque etc. They can be used in particular to determine the weight of vehicle seats,
to provide for example deployment data for an airbag.
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